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１．概要（Summary） 

本課題では，固体高分子形燃料電池に用いるナノ・

マイクロスケールの多孔質電極の構造形成過程およ

び形成された場での物質輸送現象を明らかにするた

めの計測技術開発に取り組む． 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

深掘りエッチング装置，RF スパッタ成膜装置，集束イ

オンビーム装置，LED描画システム，ナノ粒子解析装置 

【実験方法】 

本研究実施にあたってはマイクロ電極とマイクロ

流路の作製が不可欠である．微細加工プラットフォー

ムにおいて LED 描画装置を用いたマスクの作製を行

った．また，スパッタ製膜装置による電極用の金属薄

膜の製膜及び深掘りエッチングによるシリコン加工

を行い，マイクロ電極及びマイクロ流路を作製した．

形成された電極内の材料分布を調べるために，集束イ

オンビーム装置を用いた． 

電極作製にあたり重要となる試料の粒径及びゼー

タ電位計測のため，分子・物質合成プラットフォーム

におけるナノ粒子解析装置を用いた． 

研究室所有の設備を用いてフォトリソグラフィー，

計測システムの構築及び評価を行った． 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

LED 描画装置により作製したマスクを用いたフォ

トリソグラフィーとスパッタ成膜により線幅 100μm

の金電極を作製し（Figure 1），燃料電池多孔質電極

作製のためのスラリー乾燥形成過程の抵抗計測を実

施した．また，集束イオンビームによる材料除去と画

像処理から形成された電極内部の材料分布解析を行

った． 

ナノ粒子解析装置を用い，電極スラリーの粒子径及

びゼータ電位を計測した．電極材料の一つである電解

質高分子を含むスラリーと含まないスラリーで粒子

径が変化することが示され，高分子が分散剤として作

用していることが示された．また，高分子の割合を変

えてゼータ電位計測を行った結果，材料として用いら

れる高分子の内，少量がカーボン粒子に付着すること

により分散性の変化が生じていることが示された． 

 

Figure 1. A microelectrode chip. 
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